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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf einen MeRkopf fiir
ein Quadrupolmassenspektrometer mit einer lonen-
quelle, einem einstiickigen Quadrupol-Trennsystem,
einem Detektor, einem Flansch zur Befestigung des
MeRkopfes an einem Rezipienten und Tragmitteln fir
diese Bauteile.

Aus der Schrift "Grundlagen der Vakuumtechnik,
Berechnungen und Tabellen" der Leybold-Heraeus
GmbH, Auflage 11/82, Seiten 58, 59 ist ein Melkopf
dieser Art bekannt. Das Quadrupol-Trennsystem be-
steht aus einem einteiligen, zylindrischen Keramikteil
mit einer achsparallelen Offnung. Im Querschnitt hat
diese Offnung die Form von vier zentralsymmetrisch
um die Zylinderachse herum angeordneten Hyperbel-
asten. Die hyperbelférmigen Flachen sind mit Metall-
beschichtungen versehen, welche vier Elektroden
mit hyperbolischem Querschnitt bilden. An diese
Elektroden wird eine Hochfrequenzspannung und ei-
ne liberlagerte Gleichspannung angelegt. Vom Wert
dieser Spannungen héngt es ab, ob ein lon mit der
Massenzahl M das Trennsystem passieren kann oder
nicht. Quadrupol-Trennsysteme dieser Art sind aus
DE-A-22 15 763, DE-A-23 47 544 und DE-A-26 25
660 bekannt.

Beim QuadrupolmeRkopf nach dem Stand der
Technik ist ein zentrales, metallisches Tragteil mit ei-
ner Vielzahl von Stromdurchfiihrungen vorgesehen.
An diesem Tragteil ist der Flansch befestigt, mit des-
sen Hilfe der MeRkopf an einen korrespondierenden
Gegenflansch eines Rezipienten angeschlossen
wird. Auf der AuRenseite des Flansches miinden die
durch das Tragteil hindurchgefiihrten Leitungen in
Stecksystemen, an die die Versorgungsspannungen
und die signalverarbeitenden Bauteile angeschlos-
sen werden. Auf der Innenseite des Flansches sind
am zentralen Tragteil der Detektor und das Quadru-
pol-Trennsystem gehaltert. Weiterhin ist am Tragteil
ein das Trennsystem umfassendes Rohr vorgesehen,
das die dem Trennsystem vorgelagerte lonenquelle
tragt.

Der Aufbau des vorbekannten Quadrupolmef-
kopfes ist aufwendig und kompliziert. Wegen der Viel-
zahl der zueinander justierenden Bauteile ist die Mon-
tage des MeRkopfes zeitaufwendig. Gegen Erschiit-
terungen und Vibrationen ist der vorbekannte Mel3-
kopf sehr empfindlich. Die Zahl seiner Bauteile und
damit die im Rezipienten befindliche Oberflache die-
ser Bauteile ist gro3, wodurch die Erzeugung des fir
den Betrieb des Massenspektrometers erforderli-
chen Vakuums beeintrachtigt ist. Dieses gilt auch und
insbesondere fiir Quadrupol-Trennsysteme, die aus
mehreren einzelnen Stadben zusammengefiigt sind
und wie sie beispielsweise aus der US-A-35 60 734
bekannt sind.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu-
grunde einen QuadrupolmeRkopf der eingangs ge-
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nannten Art zu schaffen, dessen Aufbau wesentlich
einfacher ist.

Erfindungsgemal wird diese Aufgabe dadurch
geldst, daR das einstiickige Quadrupol-Trennsystem
selbst der Trager der lonenquelle, des Detektors und
des Befestigungsflansches ist und dal der Detektor
Bestandteil eines Deckels ist, mit dem die lonenaus-
tritts6ffnung des Trennsystems vakuumdicht ver-
schlossen ist. Durch diese Mallnahmen ergibt sich ein
tberraschend einfacher und stabiler Aufbau des
MeRkopfes, der dadurch wesentlich robuster ist. Ein
weiterer Vorteil besteht darin, dall weniger Bauteile
im Vakuum untergebracht werden miissen, so daR die
GréRe nachgasender, die Erzeugung des Vakuums
beeintréchtigender Oberflachen mafRgeblich redu-
ziert ist. Das erfindungsgemafl gestaltete Massen-
spektrometer ist deshalb nach dem Einschalten we-
sentlich friiher betriebsbereit. Der vakuumdichte Ver-
schluf der lonenaustrittséffnung mit dem Deckel er-
mdglicht es, das Trennsystem selbst als GefaRwand
des Vakuumsystems zu verwenden. Auflerdem tre-
ten infolge einer derartigen, véllig vibrationsfreien An-
ordnung des Detektors Mikrofonie-Effekte, welche
die Empfindlichkeit der Messungen beeintréchtigen,
nicht mehr auf.

ZweckmaBig ist weiterhin, wenn die Verbindun-
gen zwischen dem Quadrupol-Trennsystem und den
Bauteilen Klebeverbindungen sind. Dadurch ergibt
sich ein stabiler Aufbau bei einfacher Montage. Ist der
verwendete Kleber ein Nichtleiter, dann besteht au-
Rerdem die Mdglichkeit, spannungs- und stromfih-
rende Verbindungsleitungen in Form von auf das
Quadrupol-Trennsystem aufgebrachten Leiterbah-
nen durch die Klebestellen hindurchzufiihren. Die
Vielzahl der bisher ndétigen Stromdurchfiihrungen
durch den metallischen Flansch selbst kann dadurch
entfallen.

Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
sollen anhand von in den Figuren 1 bis 6 dargestellten
Ausfiihrungsbeispielen erlautert werden.

Die Figuren 1 bis 6 zeigen jeweils MelRk&pfe 1
nach der Erfindung (oder Teile davon), bei welchen
das Quadrupol-Trennsystem selbst mit 2, die lonen-
quelle mit 3 und der Detektor mit 4 bezeichnet sind.
Das Trennsystem besteht aus einem einteiligen, zy-
lindrischen Keramikteil mit einer achsparallelen Off-
nung 5, die im Querschnitt vorzugsweise die Form
von vierzentralsymmetrisch um die Zylinderachse 6
herum angeordneten Hyberbel&sten hat. Diese Fl&-
chen sind mit Metallbeschichtungen versehen, wel-
che vier im einzelnen nicht dargestellte Elektroden
bilden. Das Trennsystem kann ein einstiickiges Kera-
mikteil sein; es kann aber auch aus mehreren, zu ei-
ner Einheit zusammengefiigten (zusammengekleb-
ten) Teilen bestehen (vgl. DE-A-26 25 660).

Als Ausfilihrungsbeispiel fiir eine lonenquelle 3 ist
jeweils eine ElektronenstofRionenquelle dargestellt,
welche eine ringférmige Kathode 7 und eine Korban-
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ode 8 umfaft. Der Trager dieser Bauteile ist vorzugs-
weise das Trennsystem 2 selbst.

Auch der Flansch 11, mit dem der Melkopf 1 an
einem Rezipienten 12 (angedeutet nur in Figur 1) be-
festigt wird, wird vom Trennsystem 2 selbst getragen.
Der Flansch 11 ist in der N&he der lonenquelle 3 an-
geordnet, so daR die sich im Vakuum befindende
Oberflache des MeRkopfes 1 méglichst klein ist. Der
Flansch 11 umfaRt in einer zentralen Offnung 13 das
Trennsystem 2. Mit Hilfe einer Quetschverschrau-
bung oder eines geeigneten Metall-/ Keramikklebers
ist eine stabile und vakuumdichte Verbindung von
Flansch 11 und Trennsystem mdglich. Bei den darge-
stellten Ausfiihrungsbeispielen sind Klebeverbindun-
gen vorgesehen. Die jeweilige Klebeschicht ist mit 14
bezeichnet.

Der bei den dargestellten Ausfiihrungsbeispielen
verschieden gestaltete Detektor 4 ist jeweils Bestand-
teil eines Deckels 16, mit dem die (5ffnung 5 des
Trennsystems 2 im Bereich der auRerhalb des Vaku-
ums gelegenen Stirnseite verschlossen ist. Eine sta-
bile und vakuumdichte Verbindung zwischen Trenn-
system 2 und Deckel 16 wird zweckméaRig wieder mit
Hilfe eines geeigneten Klebers sichergestellt. Die
Klebeschicht ist mit 17 bezeichnet.

Beim Ausfiihrungsbeispiel nach Figur 1 ist als
Detektor 4 ein lonenfanger vorgesehen, der am Bo-
den des topfférmigen, aus Keramik bestehenden
Deckels 16 angeordnet ist. Die Signalleitung 21 ist
durch eine Bohrung im Deckel 16 herausgefiihrt. Der
Deckel 16 selbst ist der Trager von elektronischen
Bauteilen 22, z. B. eines Vorverstarkers. Die elektro-
nischen Bauteile 22 sind lediglich als gestrichelter
Block dargestellt. Natiirlich besteht auch die Méglich-
keit, das Trennsystem 2 selbst als Trager fir elektro-
nische Bauteile zu verwenden.

Die innerhalb des Rezipienten 12 befindliche
Korbanode 8 der lonenquelle 3 wird vom stirnseiti-
gen, in den Rezipienten 12 hineinragenden Ende des
Trennsystems 2 getragen. Dazu ist auf dieses stirn-
seitige Ende ein metallischer Tragring 23 aufgeklebt.
An diesem sind liber Abstandshalter 24 aus elektrisch
isolierendem Werkstoff (zweckmafRig Keramik) eine
Extraktionselektrode 25 und eine Tragerplatte 26 fir
die Korbanode 8 befestigt. Die Spannungsversor-
gung erfolgt iiber isoliert durch den Flansch 11 hin-
durchgefiihrte Leitungen 27, 28. Die Leitung 27 ist mit
der Korbanode 8 verbunden. Eine gesonderte Span-
nungszufiihrung fiir die Extraktionselektrode 25 ist
nicht dargestellt. Die Leitung 28 steht mit der Kathode
7 in Verbindung und dient gleichzeitig als deren Tra-
ger. Eine gesonderte Heizspannungsversorgung ist
ebenfalls nicht dargestellt.

Beim Ausfihrungsbeispiel nach Figur 2 tragt die
im Vakuum befindliche Stirnseite des Trennsystems
2 vier Ringe, welche im einzelnen die folgende Funk-
tion haben:

31 Isolationsring
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32 Tragerring fur eine lonenlinse
33 Isolationsring
34 Anodengrundplatte

Die Spannungsversorgung der im Vakuum be-
findlichen Bauteile erfolgt tiber Leiterbahnen 35, 36,
welche auf das Keramik-Trennsystem 2 aufgebracht
sind. Infolge einer aus elektrisch isolierendem Werk-
stoff bestehenden Kleberschicht 14 ist eine gegen-
tiber dem Flansch 11 isolierte Durchfiihrung sicherge-
stellt.

Auch die vom als Faraday-Becher ausgebildeten
Detektor 4 abgegebenen Signale werden mit Hilfe ei-
ner Leiterbahn 37 nach aufen gefiihrt. Die Leiterbahn
37 durchsetzt die Klebestelle 17.

Figur 3 zeigt den Detektorbereich eines Massen-
spektrometers nach der Erfindung. Als Detektor 4 ist
ein Channeltron vorgesehen. Dieses ist gegeniiber
der Achse 6 des Trennsystem 2 versetzt angeordnet.
Mit Hilfe der Ablenkelektrode 38 werden die aus dem
Trennsystem 2 austretenden lonen auf den Eingang
des Channeltrons 4 abgelenkt. Alternativ kann auch
eine Kanalplatte verwendet werden.

Beim Massenspektrometer nach Figur 4 umfallt
der Detektor 4 zwei lonenfanger 41 und 42. Der Féan-
ger 41 hat die Form einer Scheibe. Der Fanger 42 ist
ringférmig gestaltet und umgibt den Fanger 41 kon-
zentrisch. Der Detektor 4 hat dadurch eine ortsaufl6-
sende Wirkung.

Die sich an die Féngerelektrode 41 anschlielen-
de Signalleitung 21 ist wieder durch eine Bohrung im
Deckel 16 zur Elektronik 22 herausgefiihrt. Das vom
ringférmigen Fénger 42 abgegebene Signal wird mit
Hilfe einer Leiterbahn 43 einem innerhalb des
Deckels 16 angeordneten Vorverstarker 44 zuge-
fiihrt. Das verstédrkte Signal wird lber die Leiterbahn
45, die die Klebestelle 17 durchsetzt, aus dem Deckel
16 herausgefiihrt und aufder AuRenseite des Deckels
16 beispielsweise der Elektronik 22 zugefiihrt.

Figur 5 zeigt ein Ausfihrungsbeispiel mit einem
dulleren Gehause 51, das am Flansch 11 befestigtist.
Innerhalb des Gehéduses 51 sind in im einzelnen nicht
naher dargestellter Weise Leiterplatten 52, 53, 54
gehaltert. Auf der Leiterplatte 52 befinden sich elek-
tronische Bauteile zur Versorgung der lonenquelle 3.
Die Verbindung der von der Leiterplatte 52 ausgehen-
den Leitungen 55, 56 mit den unmittelbaren Zufiih-
rungsleitungen 27, 28 erfolgt iber Stecker 57, 58. Die
Leitungen 27, 28 sind wieder isoliert durch den
Flansch 11 hindurchgefiihrt und derart stabil ausge-
bildet, dal sie in der Lage sind, die Ringkathode 7
und die Korbanode 8 zu tragen.

Die auf der Leiterplatte 53 befindlichen Bauteile
dienen der Erzeugung der Versorgungsspannungen
fir die Elektroden des Trennsystems 2. Uber durch
die Klebestelle 17 hindurchgefiihrte Leiterbahnen 61,
62 und iber diesen Leiterbahnen anliegende Metall-
zungen 63, 64 sind die im Trennsystem 2 befindlichen
Elektroden mit der Leiterplatte 53 verbunden.
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Die auf der Leiterplatte 54 befindlichen elektroni-
schen Bauteile dienen der Signalverarbeitung. Uber
den Stecker 65 ist die Leitung 21 mit der Leiterplatte
54 verbunden.

Die vorliegende Erfindung ermdglicht es in einfa-
cher Weise, das Trennsystem 2 mit einem Vorfilter
und/oder mit einem Nachfilter auszuriisten. Ein Vor-
filter bewirkt eine erste Trennung der gewiinschten
und nicht gewiinschten Massen und dient damit der
besseren Fokussierung der lonen ins Trennsystem.
Ein Nachfilter verbessert die Uberleitung der lonen
auf den Detektor. Insgesamt werden bei der Verwen-
dung von Vor- und Nachfilter eine Verbesserung der
Auflésung und der Empfindlichkeit erreicht.

Beim Ausfiihrungsbeispiel nach Figur 6 sind dem
Trennsystem 2 der Vorfilter 71 und der Nachfilter 72
zugeordnet. Sie sind ebenfalls als Quadrupol-Syste-
me ausgebildet und ilber die Klebestellen 73, 74 mit
dem Trennsystem 2 verbunden. Die Elektronik fir die
Spannungsversorgung ist im einzelnen nicht darge-
stellt. Die Spannungsversorgung kann wieder iber
Leiterbahnen erfolgen, die durch die Klebestellen 73,
74 hindurchgefiihrt sind. Werden der Vor- und Nach-
filter 71, 72 nur mit Wechselspannung betrieben, und
zwar mit der Wechselspannung des Trennsystems 2,
dann besteht die Méglichkeit, die Klebestellen 73, 74
als Kondensatoren auszubilden und tber diese Kon-
densatoren, die an den Wechselspannungselektro-
den des Trennsystems 2 anliegende Spannung auf
die Elektroden des Vor- und Nachfilters 71, 72 zu
tibertragen. Gegeniiber dem Gleichspannungspoten-
tial des Trennsystems 2 sind dann Vor- und Nachfilter
isoliert.

Die Kondensatoren werden zweckméaRig gebildet
von metallisierten, auf den jeweiligen Stirnseiten be-
findlichen Flachenabschnitten 75 bis 78. Die Kapazi-
tat der jeweiligen Kondensatoren hangt von der Gré-
Re und vom Abstand dieser Flachen sowie von der Art
des verwendeten Klebers ab, also von den GréRen,
die das Dielektrikum der Kondensatoren bilden. Die
GroRe und Anordnung insbesondere der metallisier-
ten Abschnitte 76, 77 ist so zu wahlen, daf’ die Zufiih-
rung von Gleichspannungen zu den Elektroden des
Trennsystems 2 iber die Klebestellen 73, 74 durch-
setzende Leiterbahnen mdglich bleiben.

Fiir die verschiedenen Klebestellen 14, 17, 73, 74
miissen die jeweils geeigneten Kleber (Metall-Kera-
mik- oder Keramik-Keramik-Kleber) verwendet wer-
den.

Auch die Verwendung von Glaslot und Aktivlot oder
Hartlot fir die Metall-Keramik-Verbindungen ist még-
lich.

Patentanspriiche

1. MeRkopf (1) fur ein Quadrupolmassenspektro-
meter mit einer lonenquelle (3), mit einem ein-
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stiickigen Quadrupol-Trennsystem (2), welches
aus einem einteiligen, zylindrischen Keramikteil
mit einer achsparallelen Offnung (5) besteht, mit
einem Detektor (4), mit einem Flansch (11) zur
Befestigung des MefRkopfes (1) an einem Rezipi-
enten (12) und mit Tragmitteln fiir diese Bauteile,
dadurch gekennzeichnet, dall das einstiickige
Quadrupol-Trennsystem (2) selbst der Tréger der
lonenquelle (3), des Detektors (4) und des Befe-
stigungsflansches (11) ist und daR der Detektor
(4) Bestandteil eines Deckels (16) ist, mit dem die
lonenaustritts6ffnung des Trennsystems (2) va-
kuumdicht verschlossen ist.

MeRkopf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, da der Deckel (16) Trager von elektro-
nischen Bauteilen (22) ist.

MeRkopf nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dal die Verbindungen zwischen
dem Trennsystem (2) und den Bauteilen (3, 11,
16) Klebe- oder Lotverbindungen sind.

MeRkopf nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dal® aus Glaslot, Hartlot oder Aktiviot
bestehende Verbindungen vorgesehen sind.

MeRkopf nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dal® der verwendete Kleber oder
das verwendete Lot elektrisch isolierende Eigen-
schaften hat und dall spannungs- und/oder
stromfiihrende Verbindungsleitungen in Form
von Leiterbahnen (35, 36, 37, 45, 61, 62) durch
die Klebe- bzw. Lotstellen (14, 17, 73, 74) hin-
durchgefiihrt sind.

MeRkopf nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dal zur Verbindung der Leiterbahnen
(35, 36, 37, 45, 61, 62) mit elektronischen
Versorgungs- und/oder Signalverarbeitungsbau-
teilen Metallzungen (63, 64) vorgesehen sind.

MeRkopf nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, daR der
Flansch (11) in der N&he der lonenquelle (3) an-
geordnet ist.

MeRkopf nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dal das
Trennsystem (2) zusétzlich Trager von elektroni-
schen Bauteilen (22) ist.

MeRkopf nach einem der vorgehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, dal® ein duReres,
das Trennsystem (2) einschlieBendes Gehéause
(51) vorgesehen und am Flansch (11) I6sbar be-
festigt ist.
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MeRkopf nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dal im Gehause (51) elektronische
Versorgungs- und Signalverarbeitungsbauteile
angeordnet sind und daR zur Verbindung dieser
Bauteile mit den zugehérigen Elementen Steck-
systeme (57, 58, 65) und/oder Metallzungen (63,
64) vorgesehen sind.

MeRkopf nach einem der vorgehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, daR das Trennsy-
stem (2) mit einem Vor- und/oder Nachfilter (71,
72) ausgeriistet ist.

MeRkopf nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dal Vor- und/oder Nachfilter (71, 72)
ebenfalls als Quadrupolsystem ausgebildet sind
und mit dem Trennsystem (2) iiber Klebestellen
(70, 74) verbunden sind.

MeRkopf nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, da die Klebestellen (73, 74) als Kon-
densatoren ausgebildet sind und der Ubertra-
gung von Wechselspannungen vom Trennsy-
stem (2) auf den Vor- und/oder Nachfilter (71, 72)
dienen.

Claims

Measuring head (1) for a quadrupole mass
spectrometer having an ion source (3), an inte-
gral quadrupole separating system (2) consisting
of a one-piece, cylindrical ceramic body with an
axially parallel aperture (5), the measuring head
also comprising a detector (4), a flange (11) for
fixing the measuring head (1) to a receptacle
(12), and support means for these components,
characterised in that the integral quadrupole sep-
arating system (2) itself is the support for the ion
source (3) the detector (4) and the fixing flange
(11), and in that the detector (4) is part of a cover
(16) for sealing the ion outlet aperture of the sep-
arating system (2) in a vacuum-tight manner.

Measuring head according to claim 1, character-
ised in that the cover (16) is the support for elec-
tronic components (22).

Measuring head according to claim 1 or 2, char-
acterised in that the joints between the separat-
ing system (2) and the components (3, 11, 16) are
glue or solder joints.

Measuring head according to claim 3, character-
ised in that joints consisting of glass solder, hard

solder or active solder are provided.

Measuring head according to claim 3 or 4, char-
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10.

1.

12.

13.

acterised in that the adhesive or solder used has
electrically insulating properties and in that vol-
tage-carrying and/or current-carrying connecting
leads in the form of strip conductors (35, 36, 37,
45, 61, 62) pass through the glue or solder joints
(14,17, 73, 74).

Measuring head according to claim 5, character-
ised in that in order to connect the strip conduc-
tors (35, 36, 37, 45, 61, 62) to electronic supply
and/or signal-processing components, metal ton-
gues (63, 64) are provided.

Measuring head according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the flange (11) is
disposed in the vicinity of the ion source (3).

Measuring head according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the separating
system (2) is also the support for electronic com-
ponents (22).

Measuring head according to one of the preced-
ing claims, characterised in that an outer housing
(51) enclosing the separating system (2) is pro-
vided and is detachably fixed to the flange (11).

Measuring head according to claim 9, character-
ised in that electronic supply and signal process-
ing components are disposed in the housing (51)
and in that, in order to connect these components
to the associated elements, socket systems (57,
58, 65) and/or metal tongues (63, 64) are provid-
ed.

Measuring head according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the separating
system (2) is equipped with an ante- and/or after-
filter (71, 72).

Measuring head according to claim 11, character-
ised in that the ante-filter and/or after-filter (71,
72) are also formed as a quadrupole system and
are connected to the separating system (2) via
glue joints (70, 74).

Measuring head according to claim 12, character-
ised in that the glue joints (73, 74) are formed as
capacitors and transmit alternating voltages from
the separating system (2) to the ante- and/or af-
ter-filter (71, 72).

Revendications

1.

Téte de mesure (1) pour un spectrométre de
masse a quadrupdle, comprenant une source
d’ions (3), un systéme séparateur quadrupolaire
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(2) d’'un seul tenant, consistant en une piéce cy-
lindriqgue en céramique d’un seul tenant et pré-
sentant une ouverture (5) paralléle a'axe, un dé-
tecteur (4), une bride (11) pour fixer la téte de me-
sure (1) a un récipient (12), ainsi que des moyens
de support pour ces composants, caractérisée en
ce que le systéme séparateur quadrupolaire (2)
d'un seul tenant est lui-méme le support de la
source d’ions (3), du détecteur (4) et de la bride
de fixation (11), et que le détecteur (4) fait partie
d’un couvercle (16) par lequel I'ouverture de sor-
tie d’ions du systéme séparateur (2) est fermée
de fagon étanche au vide.

Téte de mesure selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que le couvercle (16) forme un sup-
port pour des composants électroniques (22).

Téte de mesure selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce que les assemblages entre le
systéme séparateur (2) et les composants (3, 11,
16) sont des assemblages collés ou soudés.

Téte de mesure selon la revendication 3, carac-
térisée en ce que les assemblages sont réalisés
par du verre de soudage, de la brasure (soudure
dure) ou de la soudure active.

Téte de mesure selon la revendication 3 ou 4, ca-
ractérisée en ce que la colle employée ou le pro-
duit de soudage employé posséde des propriétés
d’isolement électrique et que des lignes de liai-
son sous tension et/ou parcourues de courant
traversent sous forme de pistes conductives (35,
36, 37, 45, 61, 62) les collures ou les soudures
(14,17, 73, 74).

Téte de mesure selon la revendication 5, carac-
térisée en ce que des languettes métalliques (63,
64) sont prévues pour relier les pistes conducti-
ves (35, 36, 37, 45, 61, 62) a des composants
électroniques d’alimentation et/ou de traitement
du signal.

Téte de mesure selon une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la bride (11)
est placée a proximité de la source d'ions (3).

Téte de mesure selon une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que le systéme
séparateur (2) forme en outre un support pour
des composants électroniques (22).

Téte de mesure selon une des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu'elle
comprend un boitier extérieur (51) qui renferme le
systéme séparateur (2) et est fixé de fagon amo-
vible a la bride (11).
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Téte de mesure selon la revendication 9, carac-
térisée en ce que des composants électroniques
d’alimentation et de traitement du signal sont dis-
posés a l'intérieur du boitier (51) et que des sys-
témes de connexion a enfichage (57, 58, 65)
et/ou des languettes métalliques (63, 64) sont
prévus pour relier ces composants aux éléments
coordonnés.

Téte de mesure selon une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que le systéme
séparateur (2) est équipé d’'un filtre préalable
et/ou d'un filtre consécutif (71, 72).

Téte de mesure selon la revendication 11, carac-
térisée en ce que le filtre préalable et/ou le filtre
consécutif (71, 72) sont également réalisés
comme un systéme quadrupolaire et sont assem-
blés au systéme séparateur (2) par des collures
(70, 74).

Téte de mesure selon la revendication 12, carac-
térisée en ce que les collures (73, 74) sont réali-
sées comme des condensateurs et servent a
transmettre des tensions alternatives du syste-
me séparateur (2) au filtre préalable et/ou au fil-
tre consécutif (71, 72).
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